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UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI  FERRARA

ESTRATTO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI FISICA e SCIENZE della TERRA

SEDUTA DEL 26 Novembre 2015


L’anno 2015 (Duemilaquindici=)

in questo giorno di   Giovedì  26 (ventisei =)

del mese di Novembre  alle ore 10:00 (ore dieci   =)

presso  l’aula 412 del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra – Via Saragat,1 - Ferrara

convocato con avvisi scritti in data 18/11/2015 , prot. n. 1874 , inviati per e-mail a ciascun membro, si è adunato il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra.

Presiede il Prof. Roberto CALABRESE
Ha la funzione di Segretario Patrizia FORDIANI

L’appello dà il seguente risultato:

PROFESSORI DI RUOLO - I FASCIA    
	CALABRESE Roberto
	P
	CAPUTO  Riccardo
	P
	COLTORTI Massimo
	G

	CRUCIANI Giuseppe
	P
	FIORENTINI Giovanni
	A
	GAMBACCINI Mauro
	P

	GUIDI Vincenzo
	P
	POSENATO Renato
	G
	ROSATI Piero
	P

	SIENA  Franca
	P
	TRIPICCIONE Raffaele
	P
	
	

	
	
	
	
	
	


PROFESSORI DI RUOLO - II FASCIA          

	BIANCHINI Gianluca
	P
	BILLI Paolo
	A
	BONADIMAN Costanza
	P

	CIAVOLA Paolo
	G
	DRAGO Alessandro
	P
	GHIROTTI  Monica
	G

	GIANOLLA Piero
	P
	GIOVANNINI Loris
	P
	LENISA Paolo
	G

	LUCIANI Valeria
	P
	LUPPI Eleonora
	G
	MARTUCCI Annalisa
	G

	MORETTI Mauro
	G
	MORSILLI Michele
	G
	NATOLI Paolo
	G

	PAGLIARA Giuseppe
	G
	PETRUCCI  Ferruccio
	G
	SACCANI Emilio
	G

	SANTARATO Giovanni
	P
	SIMEONI Umberto
	G
	VACCARO Carmela
	G

	VINCENZI Donato
	G
	ZAVATTINI Guido
	P
	
	


RICERCATORI DI RUOLO    

	BASSI Davide
	P
	BISERO Diego
	P
	CIULLO Giuseppe
	G

	DEL BIANCO Lucia
	P
	DI DOMENICO Giovanni
	A
	GUIDORZI Cristiano
	G

	MALAGU’ Cesare
	G
	MANTOVANI Fabio
	G
	MARZIANI Michele
	P

	MASINA Isabella
	P
	RICCI Barbara
	P
	SPIZZO Federico
	P

	TAIBI Angelo
	P
	
	
	
	


RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

	CORBAU Corinne Sabine
	G
	FIORINI Massimiliano
	P
	MAZZOLARI Andrea
	A

	NOTARI Alessio
	A
	PAPPALARDO Luciano Libero
	P
	
	


RAPPRESENTANTI del PERSONALE TECNICO

	GAMBETTI Michele
	P
	PARISE Michele
	P
	TASSINARI Renzo
	P

	VERDE Massimo
	G
	
	
	
	


RAPPRESENTANTI del PERSONALE AMMINISTRATIVO  

	BALBONI Maria Santina
	P
	GUARALDI  Chiara
	P
	
	


RAPPRESENTANTE degli ASSEGNISTI DI RICERCA  

	GIACOMONI Pier Paolo
	P
	
	
	
	


RAPPRESENTANTE degli iscritti DOTTORATI DI RICERCA  

	GADDA  Giacomo
	P
	
	
	
	


Sono stati invitati dal Direttore a partecipare alla seduta 
	Dott.  BETTONI Diego

Direttore della Sezione INFN  di Ferrara

	A
	Dott.ssa MARCHETTI Elisa

Manager didattico  dei CDL afferenti al Dipartimento
	G


 P= presente    G= assente giustificato   A= assente   AG= assente giustificato
Alla riunione è presente la sig.ra Patrizia Fordiani, che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Il Direttore alle ore 10:00, preso atto delle giustificazioni presentate, accertato il numero dei presenti e constatata la validità dell'adunanza, procede ad illustrare gli argomenti previsti all’ordine del giorno:
1 - Comunicazioni del Direttore

2 – Questioni relative alla didattica

3 – Questioni relative ai Ricercatori

4 – Programmazione Didattica 

5 -  Questioni relative alla organizzazione del Dipartimento e dell’Università:

6 -  Varie ed eventuali 

7 -  Questioni relative ai Professori di II fascia:

8 -  Questioni relative ai Professori di I fascia
OMISSIS

5.13) Richiesta acquisto - dott. Spizzo

Premesso che presso il laboratorio 020 di questo Dipartimento è installato un impianto di sputtering per deposizione di film sottili, e tale impianto consiste di una camera da alto vuoto equipaggiata con 3 sorgenti di sputtering di tipo DC; grazie a tali tre sorgenti si possono crescere sottili (spessore tipico 5 – 20 nm) strati metallici, utilizzando al massimo 3 metalli (o leghe metalliche) distinti tra loro. 

L’attività di ricerca svolta negli ultimi anni nell’ambito del progetto FIRB – NANOREST ha messo in evidenza come la presenza di 3 sole sorgenti possa introdurre delle limitazioni nelle caratteristiche dei materiali prodotti. I materiali di cui ci stiamo occupando sono delle valvole di spin, che trovano applicazione nel campo della sensoristica e della registrazione magnetica grazie alle loro proprietà magnetoresistive dipendenti dallo spin di tipo gigante. In generale, le valvole di spin vengono prodotte utilizzando quattro tipi di materiali, due con comportamento di tipo ferromagnetico o antiferromagnetico e due privi di ordine magnetico. I primi due, che vengono cresciuti in modo da condividere un’interfaccia, così da formare un unico sistema formato da due componenti magneticamente accoppiate, è indispensabile che siano diversi; i secondi due servono uno ad indurre nel sistema la corretta struttura cristallina e l’altro a favorire le proprietà di tipo magnetoresistivo: fino ad ora abbiamo svolto entrambe le funzioni usando un unico tipo di metallo, però si sono evidenziati i limiti di questa caratteristica, quindi l’acquisto di una nuova sorgente, utile a depositare una quarta tipologia di materiale, permetterà di rimuovere questo vincolo.

In aggiunta, l’acquisto di una sorgente di tipo RF, diversa dalle precedenti che sono di tipo DC, consentirà di crescere anche film sottili di materiali non metallici. La possibilità di crescere materiali di tipo semiconduttore o isolante può consentire di indirizzare l’attività di ricerca verso materiali di tipo multiferroico (ad es. BiFeO3), per il controllo delle proprietà magnetiche mediante campi elettrici, e verso materiali di tipo isolante. Questi ultimi, in particolare, permetterebbero di costruire dei sistemi di tipo valvola di spin che manifestano proprietà di magnetoresistenza dipendente dallo spin di tipo tunnel, che si traduce, dal punto di vista dell’impiego nella sensoristica, avere a disposizione dei dispositivi con una maggiore sensibilità.

L’impianto di crescita di film sottili ha permesso al gruppo di ricerca del dott. Spizzo di poter partecipare al bando FIRB di cui sopra, di pubblicare nell’ultimo biennio 5 lavori (contando solo quelli relativi a questa tematica di ricerca) tra cui un Phys. Rev. B del 2015, di stringere collaborazioni con gruppi al di fuori di questa Università (Università di Perugia, ISM-CNR, IFN-CNR), di iniziare una collaborazione con il gruppo del prof. Guidi, nell’ambito dei sensori di gas, di partecipare a vari congressi con contributi orali (di cui uno all’International Conference on Magnetism, che si è svolto a luglio a Barcellona) anche su invito. Infine, i materiali prodotti con l’impianto di sputtering rientrano nell’ambito delle nanotecnologie, che è una delle tematiche di ricerca emergenti individuate nel piano strategico 2014 – 2016 di questa Università. Includere una nuova sorgente nell’apparato potrà quindi permettere di potenziare tale apparecchiatura e di consolidare l’attività di ricerca del gruppo.

L’inserimento della sorgente sputtering di tipo RF all’interno della camera da alto vuoto richiede, oltre all’acquisto della sorgente RF, anche la preparazione di una nuova flangia per l’installazione della sorgente stessa, flangia che verrà condivisa tra la sorgente RF ed una delle attuali sorgenti DC. Per questo lavoro erano state inizialmente contattate delle grandi aziende che trattano materiali da vuoto e sorgenti per sputtering, come ad esempio la Oerlikon – Leybold Vacuum Italia s.r.l., Via Trasimeno 8, 20128 Milano nella persona di Stefano Frega, responsabile vendite. 

Considerato che le risposte ricevute, però, indicavano che per una soluzione come quella richiesta era meglio procedere contattando ditte che, oltre alla vendita dei componenti richiesti, permettessero lo sviluppo di soluzioni su misura come quella richiesta per questo caso. Da una ricerca di mercato, sono risultate aziende adatte a questo scopo le seguenti:

· Vaqtec S.r.l., Corso Grosseto 437, 10151 Torino (TO), nella persona di Cometti Roberto, Managing Director.

· Kenosistec S.r.l., viale delle Scienze, 23, 20082 Binasco (MI), nella persona di Scagliusi Domenico, responsabile vendite.

· Cinquepascal S.r.l, Via Boccaccio 108, 20090 Trezzano s/N (MI), nella persona di Mascagna Bruno, responsabile vendite.

· VCS S.r.l., Via Moneta 2/A, 43100 Parma (PR), nella persona di Consolini Paolo, responsabile vendite. 

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/06.    

Considerate le offerte ricevute dalle ditte individuate; offerte riassunte nella seguente tabella:
	Operatore Economico
	Importo Offerta (IVA esclusa)

	KENOSISTEC S.r.l.
	17.500,00

	VAQTEC S.r.l.
	13.430,00

	VCS S.r.l.
	12.500,00

	5PASCAL S.r.l.
	11.600,00


-il dott. Spizzo, in base alle considerazioni sopra esposte, chiede di affidare la fornitura in oggetto alla ditta 5Pascal S.r.l., la cui offerta, pari ad euro 11.600,00 più IVA, risulta la più vantaggiosa e potrà gravare sulla voce CA.AT.10.20.20.020 “Macchinari e Attrezzature”;

-la copertura finanziaria viene garantita sui fondi di Dipartimento per l’acquisizione di attrezzature 2015 – Codice Progetto 22015-PRA.A-CR_001;
-il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale 2015-2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2014;

-la disponibilità di Patrizia Fordiani a ricoprire il ruolo di responsabile del procedimento;

-la disponibilità del dott. Federico Spizzo a ricoprire il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto.

Il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, udito quanto sopra, unanime delibera di autorizzare:

· l’affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06, della fornitura di una sorgente per magnetron di tipo RF con montaggio su flangia CF200, all’operatore economico: ditta 5Pascal S.r.l., con sede a Trezzano sul Naviglio (MI), per un importo pari ad euro 11.600,00 più IVA;
· l’imputazione alla voce CA.AT.10.20.20.020 “Macchinari e Attrezzature” del budget degli investimenti, a carico dell’esercizio 2015, dell’importo complessivo pari ad euro 14.152,00, con vincolo di spesa sui fondi di Dipartimento per l’acquisizione di attrezzature 2015 – Codice Progetto 22015-PRA.A-CR_001; 

· di nominare Patrizia Fordiani responsabile del procedimento;

· di nominare il dott. Federico Spizzo direttore dell’esecuzione del contratto.

OMISSIS
Esaurita la trattazione degli argomenti previsti all’ordine del giorno, il Direttore alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è redatto, letto ed approvato seduta stante. 
PAGE  
             IL SEGRETARIO f.to  Patrizia FORDIANI
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